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Czujnik pojemnoSciowy do wilgotnoSciomierzy
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Przedmiotem wynalazku jest elektryczny czuj-
nik pojemnosciowy do wilgotnoSciomierzy sub-
stancji sypkich, z cylindrycznymi elektrodami po-
miarowymi.
W znanych dotychczas czujnikach pojemnoscio-
wych réznego ksztaltu z nieruchomym dnem spo-

s6b ulozenia sie sypkiego wsadu zalezal od spo- .

sobu napelniania czujnika. Wsad mégl ulozyé sie
mniej lub bardziej §cisle, co wplywalo na pojem-
no§é¢ elektryczng czujnika i powodowalo rézne
- wskazania przy kolejnych pomiarach wilgotnosci
tej samej prébki.

Azeby zmniejszyé wplyw przypadkowego uloze-
nia si¢ sypkiego wsadu na wynik pomiaru, sto-
sowano rézne sposoby napelniania czujnika, jak
na przyklad: odwazong ilo§¢é wsadu dzielono na
pie¢ réwnych czesci i wsypywano kolejno do czuj-
nika; po wsypaniu kazdej czesSci dwa razy lekko
uderzano w obudowe czujnika celem réwnomier-
nego ulozenia wsadu. Ten sposéb napelniania czuj-

nika poprawia troche powtarzalno$§¢ pomiaréw,

ale nie eliminuje calkowicie uchyb6w pomiaréw
spowodowanych réznym uloZeniem sie sypkiego
wsadu, gdyz ulozenie to zalezy od sily, sposobu
i punktu uderzenia w czujnik, zwtaszcza, gdy ude-
rzenia te wykonuja rézne osoby.

Przedmiotem wynalazku jest czujnik pojemno-
Sciowy z dnem wykonanym w postaci drgajace]j
membrany poruszanej za pomocg elektromagnesu.
Drgania membrany powodujg jednakowe ulozenie
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wsadu czujnika, . niezaleznie od sposobu jego
wprowadzenia, dzieki czemu uzyskuje sie znacz-
nie lepszg powtarzalno$é pomiar6w niz w dotych-
czas stosowanych czujnikach pojemnos$ciowych do
wilgotno§ciomierzy. Amplitude drgan membrany
mozna stabilizowaé na przyklad elektromagnetycz-
nie celem unikniecia zmian napiecia sieci na wy-
niki pomiaréw. .

Konstrukcja czujnika wedlug wynalazku poka-
zana jest na rysunku, na ktérym symbolem 1 —
oznaczono elektrode pomiarowg wewnetrzng, 2 —

elektrode pomiarowg zewnetrzng, 3 — izolacyjne
zakonczenie elektrody wewnetrznej, 4 — tuleje
izolacyjng elektrody wewnetrznej, 5 — kolnierz
izolacyjny elektrody zewnetrznej, 6 — metalowy

wspornik elektrody wewnetrznej z otworami, przez
ktére przechodzg prety 9 poruszajgce pierScien 8,
przymocowany do membrany 7; wspornik ten w
ksztalcie tulei przymocowany jest do elektrody
zewnetrznej 2, tulei 4 i membrany 7, 7 — pofalo-
wang membrane metalowg, 8 — metalowy pier-
Scieh poruszajgcy membrane, 9 — prety laczace
pierScien membrany z tulejg izolacyjng elektro-
magnesu, 10 — tuleje izolacyjng elektromagnesu,
11 — rdzen elektromagnesu, 12 — metalows, nie-
magnetyczng obudowe mocujgcyg elektromagnes,
13 — cewke ruchomg poruszang elektrodynamicz-
nie- lub magnetoelektrycznie w stalym polu ma-
gnetycznym, lub pierScieniowy magnes trwaly po-
ruszany elektromagnetycznie przez zmienne pole
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elektromagnesu, 14 — nieruchomg cewke elek-
tromagnesu, 15 — przewody doprowadzajgce prad
do cewki ruchomej 13, 16 — przewody doprowa-
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dzajgce prad do cewki nieruchomej 14, 17 — prze-.

wod izolowany i ekranowany elektrycznie potaczo-
ny z elektrodg pomiarowsg 1.

Metalowa membrana 7 czujnika jest polgczona
z obudowg, wspornikiem 6 i elektrodg pomiaro-
wg 2. Membrana jest polgczona szczelnie z elek-
trodg 2 przez dociSniecie za pomocg gwintu
WS] ikiem 6; jest réwniez polgczona szczelnie
: z "énigltrodq wewnetrzng 1 i tulejg izolacyjng 4
przez dociSniecie za pomocg gwintu tulei 4 do
wspornika 6. Polgczenie za pomocg gwintéw elek-
trody 2 oraz tulei 4 wraz z nalozong elektrodg 1
zapewnia stalg konfiguracje elektrod pomiaro-
wych i stalg pojemno$é poczatkows czujnika.

Membrana 7 wykonana w postaci pier§cienia z
wspoétosiowymi faldami poruszana jest elektro-
dynamicznije, magnetoelektrycznie lub elektroma-
gnetycznie. W przypadku elektrodynamicznego po-
ruszania membrany jedna z cewek 13 lub 14 za-
silana jest pradem stalym, a druga zmiennym.
Najlepiej, gdy cewka nieruchoma 14 zasilana jest
pradem stalym, gdyz woéwczas rdzen moze by¢
wykonany z jednej czeSci stalowej, poniewaz nie
plyng w nim prady wirowe. W polu elektromagne-
su porusza sie cewka 13 zasilana pradem zmien-
nym. Przy elektrodynamicznym poruszaniu mem-
brany obie cewki 13 i 14 mogg by¢ zasilane pra-
dem zmiennym tej samej czestotliwoSci, przy
czym prad cewki 13 wzgledem pradu cewki 14
powinien byé przesuniety w fazie najlepiej o
éwieré okresu. :

W tym przypadku rdzen 11 powinien byé wyko-
nany z ferrytu, materialu magnetycznego proszko-
wego lub z blach celem przeciwdzialania pradom
wirowym. W przypadku magnetoelektrycznego
poruszania membrany zamiast rdzenia z miek-
kiej stali stosuje sie magnes trwaly. Nie ma woéw-
czas cewki nieruchomej 14. Cewka 13 jest wow-
czas zasilana pradem zmiennym. Przy elektroma-
gnetycznym poruszaniu membrany w miejscu cew-
ki 13 znajduje sie magnes trwaly w ksztalcie
pierscienia namagnesowanego w kierunku osi tu-
lei z materiatu o bardzo duzym mnatezeniu koercji.
Magnes ten drga w zmiennym polu magnetycznym
elektromagnesu. W tym przypadku cewka 14 za-
silana jest prgdem zmiennym, a rdzen wykonany
jest z ferrytu, magnetycznego materiatu proszko-
wego lub blach.

Ostona 12 przykrecona Srubami do wspornika 6
uszczelnia przestrzen w ktérej znajduje sie elek-
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4
tromagnes, aby pyl nie dostawal sie do obszaru
drgajgcego mechanizmu; dociska ona rdzen 11
do wspornika 6.

Pomiar wilgotno$ci mozna wykonywaé zaréwno
przy drgajacej membranie, jak i przy nierucho-
mej membranie, ktéra drgala przez czas pozwa-
lajacy na wlaSciwe rozmieszczenie sie wsadu w
czujniku, wynoszgcy kilka sekund.

Wprawdzie zasada wytwarzania drgan membra-
my na drodze elektrodynamicznej, elektromagne -
tycznej lub magnetoelektrycznej znana jest od
dawna, to jednak zastosowanie drgajacej mem-
brany w czujniku pojemnosciowym do wilgotno-
Sciomierzy substancji sypkich zapewnia takie sa-
me rozkladanie sie odmierzonej ilo$ci wsadu w
przestrzeni migdzy elektrodami pomiarowymi,
dzieki czemu uzyskuje sie duzg powtarzalnoéé
wynikéw pomiaréw i eliminuje sie uchyby po-
miaré6w spowodowane réznymi sposobami wpro-
wadzania wsadu do czujnika.

Zastrzezenia patentowe

1. Czujnik pojemnos$ciowy do wilgotno$ciomierzy,
znamienny tym, ze dno czujnika stanowi po-
faldowana ruchoma membrana (7), szczelnie
przymocowana do nieruchomych elektrod cy-
lindrycznych (11 2).

Czujnik wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Zze
elektroda wewnetrzna (1) przymocowana jest
sztywno przez izolacyjng tuleje (4) do metalo-
wego wspornika (6) polgczonego sztywno z elek-
troda zewnetrzng (2).

Czujnik wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze do membrany (7) przymocowana jest za po-
mocg tulei (10) i pretéw (9) cewka (13) zasila-
na pradem zmiennym, poruszajgca sie w polu
magnetycznym magnesu trwalego (11) lub elek-
tromagnesu (11 i 14). )

. Odmiana czujnika wedlug zastrz. 1, 2 i 3,
znamienna tym, ze cewka (13) zasilana prgdem
stalym umieszczona jest w zmiennym polu
magnetycznym elektromagnesu (11), ktérego
uzwojenie zasilane jest prgdem zmiennym.
Odmiana czujnika wedlug zastrz. 1 i 2, zna-
mienna tym, Zze do tulei (10) polgczonej z mem-
brang (7) przymocowany jest magnes trwaty
w postaci tulei namagnesowanej w kierunku
osi symetrii i poruszanej przez elektromagnes
(11), ktérego uzwojenie (14) zasilane jest pra-
dem zmiennym. ’
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